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第 l 章は序論であって、原子間で、行なわれるエネルギ-í受受を ~W究する子F支としての電界イオン顕
本J品丈は、電界イオン顕微鏡を m いて原 fイ1')尺度で金属表面i を詳細に研究したもので、
微鏡(以下FIM と略す)の必要性とともに、それによる研究の歴史を概観し、針状金属試料( tip) 
尖端の表面の諸性質を明らかにすることが本研究の目的であることを述べている。
この tip を無}13
界下で加熱したときの表面原子配列台よび形状の変化を観察し報告している。
第 3 章では、種々の条件下で電界蒸発現象を観察し、蒸発活性化エネルギ一、蒸発イオン電荷、雰
囲気の電界蒸発に対する影響などについて新しい実験事実および考え方を説明している。
第 2 章では、電界蒸発した tip 尖端の局部的曲率半径分布を求める方法を確立し、
第 4 草:で、は、表面原子配列が乱れて第 2 章の計算方法が適用できないとき、イオン像の明るさの測
に対して応用している。同時に気体のtIp 
電界イオン化機構について考察している。
第 5 章では、電界蒸発した金属表面のイオン照射損傷を研究している。前 4 章では、電界蒸発のプ
ロセスおよび電界蒸発した金属表面の原子構造を検討し、熱的なじよう乱を加えたときの反応からそ
定から曲率半径分布を知る方法を提案し、種々の形状の
の性質を考察した。そこで本章では、機械的じょう乱として高エネルギー (10KeV 以下)の不活性
ガスイオン照射をとり上げ、これにより表面原子配列が乱されるプロセスを原子的次元で直接観察し
あわせて
ている。同時にタングステン表面原子の変位エネルギーを測定している。
第 6 章では、前章までに述べた FIM による金属表面の研究から得られた結果を総括し、
FIMによる研究の今後の展望を記して本研究の結論としている。
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論文の審査結果の要旨
本論文は、金属の電界蒸発について種々の角度から検討を加えるとともに、電界イオン顕微鏡によ
る表面現像の研究に欠くことのできない試料表面そのものの性質について多くの新しい知見を得てわ
り、固体電子工学の基礎をなす物性研究に貢献するところが大である。よって本論文は博士論文とし
て十分の価値があるものと認める。
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